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(57)【要約】
　様々な要素組成を有する液体の開発を容易にする方法
及びシステムが開示される。グラフィカルユーザインタ
ーフェースにより、複数のノズルを通る液体の液滴射出
を制御するための、ユーザによる実験室用被着システム
との対話が可能になる。液滴射出及び液滴形状は液体毎
に変わることができ、複数のノズルに印加される駆動パ
ルスの波形パラメータに対する調節が必要になる。シス
テムは複数のノズルを出てからの液滴の実時間静止画像
及びビデオ画像を取り込むための液滴監視カメラを実装
する。取り込まれた液滴形状はユーザに表示され、画像
に基づいて波形パラメータが調節されて個々の液体専用
に特化される。液滴射出を実施する駆動パルスの調節に
加えて、ノズルの詰まりを防止するためにチクラーパル
スも調節されて特化される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムにおいて、
　複数のノズルを有する実験室用被着システムを制御するように構成されたコンピュータ
システム、
　少なくとも第１のノズルを通る少なくとも第１の液体のジェット射出に作用する波形の
パラメータを制御するように構成され、前記第１のノズルに送られる第１の駆動パルスの
複数の波形パラメータのユーザによる調節を可能にする、前記コンピュータシステムへの
グラフィカルユーザインターフェース、及び
　前記第１のノズルを通して射出される少なくとも前記第１の液体の実時間フィードバッ
ク情報を提供するように構成された、前記実験室用被着システムと通信する態様で接続さ
れたカメラ、
を備えることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記グラフィカルユーザインターフェースが、
　前記波形パラメータを調節するように構成された波形エディタ、及び
　前記第１のノズルを通してジェット射出されている前記第１の液体の実時間静止画像及
びビデオ画像を表示するように構成された、前記カメラ及び前記波形エディタに通信可能
な態様で接続された液滴監視機能装置、
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記波形パラメータが、前記第１のノズルに送られる前記第１の駆動パルスの、電圧レ
ベル、スルーレート、持続時間、複数のセグメント、周波数及び幅の内の少なくとも１つ
を含むことを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記波形エディタがさらに、前記第１の駆動パルスの前記電圧レベルを段階増分で調節
するように構成されることを特徴とする請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記第１の駆動パルスがジェット射出波形及び無ジェット射出波形を有することを特徴
とする請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記波形エディタがさらに、前記第１の液体の液滴のメニスカスを、該液滴を射出せず
に移動させるために前記第１のノズルに小振幅パルスを印加することによって前記無ジェ
ット射出波形を調節するように構成されることを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記波形エディタがさらに、波形セグメントを追加するかまたは削減するために前記波
形パラメータを調節するように構成されることを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項８】
　前記グラフィカルユーザインターフェースがさらに、前記波形エディタ及び前記液滴監
視機能装置を同時にユーザに提供するように構成されることを特徴とする請求項２に記載
のシステム。
【請求項９】
　前記グラフィカルユーザインターフェースが、
　液体カートリッジの物理的装着を実行するための情報を提供するように構成されたカー
トリッジ装着インターフェース、
　所定のプリントパターンを選択するように構成されたプリントパターン選択インターフ
ェース、
　基板をロードまたはアンロードするように構成された基板ロード／アンロードインター
フェース、及び
　カートリッジ設定を調節するように構成されたプリント設定インターフェース、
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をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　複数の所定の駆動パルスを格納するように構成された、前記コンピュータシステムに通
信可能な態様で接続された記憶ユニットをさらに備え、前記波形エディタがさらに、前記
格納されている所定の駆動パルスの内の１つを選択するように構成されることを特徴とす
る請求項２に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記基板ロード／アンロードインターフェースがさらに、プラテン温度及び基板厚の内
の少なくとも１つのユーザ調節を受け取るように構成され、プラテン真空の印加を可能に
するかまたは不能にするように構成されることを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記プリント設定インターフェースがさらに、カートリッジ温度を調節するように構成
されることを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記プリント設定インターフェースがさらに、前記第１のノズルのメンテナンスを実施
するための１つまたはそれより多くの清掃サイクルを作成及び調節するように構成される
ことを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記プリントパターン選択インターフェースがさらに、第１の所定のパターンを調節す
るかまたは新規のパターンを作成するように構成されたパターンエディタを含むことを特
徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記パターンエディタがさらに、基板高、基板幅、パターンブロック始点Ｘ－座標、パ
ターンブロック始点Ｙ－座標、パターンブロック高、パターンブロック幅、パターンブロ
ック液滴始点Ｘ－座標、パターンブロック液滴位置Ｙ－座標、パターンブロック液滴位置
高及びパターンブロック液滴位置幅の内の少なくとも１つを調節するように構成されるこ
とを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記グラフィカルユーザインターフェースが、第２のノズルを通る第２の液体のジェッ
ト射出を制御するように構成されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　方法において、
　複数のノズルを通る液体のジェット射出に作用する波形のパラメータを制御するように
構成された、コンピュータシステム上のグラフィカルユーザインターフェースを提供する
工程、
　第１のノズルを通る第１の液体のジェット射出を実施するために前記第１のノズルに第
１の駆動パルスを印加する工程、
　前記第１のノズルを通して射出されている前記第１の液体の実時間視覚フィードバック
情報を取り込む工程、
　前記取り込まれた視覚フィードバック情報に基づいて前記第１のノズルを通る前記第１
の液体のジェット射出を制御するために前記第１のノズルに送られる前記第１の駆動パル
スの複数の波形パラメータを調節する工程、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記実時間視覚フィードバック情報を取り込む工程が、前記第１のノズルを通してジェ
ット射出されている前記第１の液体の静止画像及びビデオ画像を取り込む工程を含むこと
を特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記波形パラメータを調節する工程が、前記第１のノズルに印加される前記第１の駆動
パルスの、電圧レベル、スルーレート、持続時間、複数のセグメント、周波数及び幅の内
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の少なくとも１つを調節する工程を含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記波形パラメータを調節する工程が、前記第１のノズルに印加される前記第１の駆動
パルスの前記電圧レベルを段階増分で調節する工程をさらに含むことを特徴とする請求項
１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記波形パラメータを調節する工程が、ジェット射出波形及び無ジェット射出波形の前
記波形パラメータを調節する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法
。
【請求項２２】
　前記無ジェット射出波形の前記波形パラメータを調節する工程が、前記第１の液体の液
滴のメニスカスを、該液滴を射出することなく移動させるために前記第１のノズルに小振
幅パルスを印加する工程をさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記波形パラメータを調節する工程が、前記第１の駆動パルスに波形セグメントを追加
するかまたは前記第１の駆動パルスから削減する工程をさらに含むことを特徴とする請求
項１７に記載の方法。
【請求項２４】
　前記グラフィカルユーザインターフェースを提供する工程が、
　カートリッジ装着インターフェースを介して液体カートリッジを物理的に装着するため
のガイドを提供する工程、
　プリントパターン選択インターフェースを用いて所定のプリントパターンを選択する工
程、
　基板ロード／アンロードインターフェースを用いて基板をロードまたはアンロードする
工程、及び
　プリント設定インターフェースを用いてカートリッジ設定を調節する工程、
をさらに含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２５】
　複数の所定の駆動パルスを格納するための記憶ユニットを提供する工程をさらに含み、
前記複数の波形パラメータを調節する工程が、前記記憶ユニットに格納されている前記所
定の駆動パルスから前記第１の駆動パルスを選択する工程をさらに含むことを特徴とする
請求項１７に記載の方法。
【請求項２６】
　基板をロードまたはアンロードする工程がプラテン温度及び基板厚を調節する工程並び
にプラテン真空の印加を可能にするかまたは不能にする工程をさらに含むことを特徴とす
る請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記カートリッジ設定を調節する工程が、カートリッジ温度を調節する工程をさらに含
むことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２８】
　前記カートリッジ設定を調節する工程が、前記第１のノズルのメンテナンスを実施する
ために１つまたはそれより多くの清掃サイクルを作成する工程または調節する工程をさら
に含むことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２９】
　前記カートリッジ設定を調節する工程が、所定のプリントパターンを編集する工程また
は新規のプリントパターンを作成する工程をさらに含むことを特徴とする請求項２４に記
載の方法。
【請求項３０】
　前記所定のプリントパターンを編集する工程または前記新規のプリントパターンを作成
する工程が、基板高、基板幅、パターンブロック始点Ｘ－座標、パターンブロック始点Ｙ
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－座標、パターンブロック高、パターンブロック幅、パターンブロック液滴始点Ｘ－座標
、パターンブロック液滴位置Ｙ－座標、パターンブロック液滴位置高及びパターンブロッ
ク液滴位置幅の内の少なくとも１つを調節する工程をさらに含むことを特徴とする請求項
２９に記載の方法。
【請求項３１】
　第２のノズルを通る第２の液体のジェット射出を実施するために前記第２のノズルに第
２の駆動パルスを印加する工程、
　前記第２のノズルを通して射出されている前記第２の液体の実時間視覚フィードバック
情報を取り込む工程、及び
　前記取り込まれた視覚フィードバック情報に基づいて前記第２のノズルを通る前記第２
の液体のジェット射出を制御するために前記第２のノズルに送られる前記第２の駆動パル
スの複数の波形パラメータを調節する工程、
をさらに含むことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項３２】
　コンピュータ読取可能媒体上のコード化されたコンピュータプログラム製品において、
データ処理装置に、
　複数のノズルを通る複数の液体のジェット射出に作用する波形のパラメータを制御する
ように構成されたグラフィカルインターフェースをコンピュータ上で実行する動作、
　第１のノズルを通る液体のジェット射出を実施するために前記第１のノズルに第１の駆
動パルスを印加する動作、
　前記第１のノズルを通して射出されている前記第１の液体の実時間視覚フィードバック
情報を取り込む動作、及び
　前記取り込まれた視覚フィードバック情報に基づいて前記第１のノズルを通る前記第１
の液体のジェット射出を制御するために前記第１のノズルに送られる前記第１の駆動パル
スの複数の波形パラメータを調節する動作、
を含む動作を実施させるようにはたらくことができることを特徴とする製品。
【請求項３３】
　データ処理装置に、さらに、前記第１のノズルに印加される前記第１の駆動パルスの、
電圧レベル、スルーレート、持続時間、複数のセグメント、周波数及び幅の内の少なくと
も１つを調節する動作を含む動作を実施させるようにはたらくことができることを特徴と
する請求項３２に記載の製品。
【請求項３４】
　データ処理装置に、さらに、前記第１のノズルに印加される前記第１の駆動パルスの前
記電圧レベルを段階増分で調節する動作を含む動作を実施させるようにはたらくことがで
きることを特徴とする請求項３２に記載の製品。
【請求項３５】
　データ処理装置に、さらに、前記第１の駆動パルスのジェット射出波形及び無ジェット
射出波形の前記波形パラメータを調節する動作を含む動作を実施させるようにはたらくこ
とができることを特徴とする請求項３２に記載の製品。
【請求項３６】
　データ処理装置に、さらに、前記第１の液体の液滴のメニスカスを、該液滴を射出する
ことなく移動させるために前記第１のノズルに小振幅パルスを印加することによって前記
無ジェット射出波形の前記波形パラメータを調節する動作を含む動作を実施させるように
はたらくことができることを特徴とする請求項３２に記載の製品。
【請求項３７】
　データ処理装置に、さらに、前記第１の駆動パルスに波形セグメントを追加するかまた
は前記第１の駆動パルスから削減する動作を含む動作を実施させるようにはたらくことが
できることを特徴とする請求項３２に記載の製品。
【請求項３８】
　データ処理装置に、さらに、
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　カートリッジ装着インターフェースを介して液体カートリッジを物理的に装着するため
のガイドを提供する動作、
　プリントパターン選択インターフェースを用いて所定のパターンを選択する動作、
　基板ロード／アンロードインターフェースを用いて基板をロードまたはアンロードする
動作、及び
　プリント設定インターフェースを用いてカートリッジ設定を調節する動作、
を含む動作を実施させるようにはたらくことができることを特徴とする請求項３２に記載
の製品。
【請求項３９】
　データ処理装置に、さらに、複数の所定の駆動パルスを格納する動作及び記憶ユニット
に格納されている前記所定の駆動パルスから前記第１の駆動パルスを選択する動作を含む
動作を実施させるようにはたらくことができることを特徴とする請求項３２に記載の製品
。
【請求項４０】
　データ処理装置に、さらに、プラテン温度及び基板厚を調節する動作並びにプラテン真
空の印加を可能にするかまたは不能にする動作を含む、基板をロードまたはアンロードす
る動作を含む動作を実施させるようにはたらくことができることを特徴とする請求項３８
に記載の製品。
【請求項４１】
　データ処理装置に、さらに、カートリッジ温度を調節する動作を含む、前記カートリッ
ジ設定を調節する動作を含む動作を実施させるようにはたらくことができることを特徴と
する請求項３８に記載の製品。
【請求項４２】
　データ処理装置に、さらに、前記第１のノズルのメンテナンスを実施するために１つま
たはそれより多くの清掃サイクルを作成する動作または調節する動作を含む、前記カート
リッジ設定を調節する動作を含む動作を実施させるようにはたらくことができることを特
徴とする請求項３８に記載の製品。
【請求項４３】
　データ処理装置に、さらに、所定のプリントパターンを編集する動作または新規のプリ
ントパターンを作成する動作を含む、前記カートリッジ設定を調節する動作を含む動作を
実施させるようにはたらくことができることを特徴とする請求項３８に記載の製品。
【請求項４４】
　データ処理装置に、さらに、基板高、基板幅、パターンブロック始点Ｘ－座標、パター
ンブロック始点Ｙ－座標、パターンブロック高、パターンブロック幅、パターンブロック
液滴始点Ｘ－座標、パターンブロック液滴位置Ｙ－座標、パターンブロック液滴位置高及
びパターンブロック液滴位置幅の内の少なくとも１つを調節する動作を含む、前記所定の
プリントパターンを編集する動作または前記新規のプリントパターンを作成する動作を含
む動作を実施させるようにはたらくことができることを特徴とする請求項３９に記載の製
品。
【請求項４５】
　データ処理装置に、さらに、
　第２のノズルを通る第２の液体のジェット射出を実施するために前記第２のノズルに第
２の駆動パルスを印加する動作、
　前記第２のノズルを通して射出されている前記第２の液体の実時間視覚フィードバック
情報を取り込む動作、及び
　前記取り込まれた視覚フィードバック情報に基づいて前記第２のノズルを通る前記第２
の液体のジェット射出を制御するために前記第２のノズルに送られる前記第２の駆動パル
スの複数の波形パラメータを調節する動作、
を含む動作を実施させるようにはたらくことができることを特徴とする請求項３２に記載
の製品。
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【発明の詳細な説明】
【関連出願の説明】
【０００１】
　本出願は２００５年９月１５日に出願された米国特許出願第６０/７１７７８４号の出
願日の恩典を主張する。上記特許出願の明細書の内容は参照によって本明細書の一部とし
て含まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は液滴射出を用いるシステムに向けられる。
【背景技術】
【０００３】
　様々な産業界において、液体射出モジュールから液滴を射出することによって制御可能
な態様で基板上に液体を被着することが有用である。例えば、インクジェットプリントは
プリントヘッドを用いて、紙または透明フィルムのような、基板上に画像を形成するため
に、電気デジタル信号に応答して、基板上に被着されるインク滴を生成する。
【０００４】
　インクジェットプリンタは一般にインク供給源から、インク滴がそこから射出されるノ
ズルを有する、プリントヘッドまでのインク経路を有する。インク滴射出はインク経路内
のインクを、例えば、圧電型デフレクター、熱バブルジェット発生器または静電型偏向素
子のような、アクチュエータで加圧することによって制御することができる。一般的なプ
リントヘッドはインク経路及び付帯するアクチュエータのアレイに対応するノズル列を有
し、それぞれのノズルからの液滴射出は独立に制御することができる。いわゆる「ドロッ
プオンデマンド」型プリントヘッドにおいては、プリントヘッドとプリント媒体が相対的
に移動しながら、画像の特定のピクセル位置において、それぞれのアクチュエータが起発
されて液滴が選択的に射出される。高性能プリントヘッドは、数１００本のノズルを有す
ることができ、ノズル直径は５０μｍないしさらに小さく（例えば２５μｍに）すること
ができ、ノズル間隔は１インチあたり１００～３００本（１ｍｍあたり３.９４～１１.８
本）のノズルピッチで定めることができ、ほぼ１～７０ピコリットル（ｐｌ）ないしそれ
より小さい液滴寸法を提供することができる。液滴射出頻度は一般に１０ｋＨｚないしそ
れより高い。
【０００５】
　プリントヘッド、例えばホイジングトン（Hoisington）等の特許文献１に説明されるプ
リントヘッドは、半導体の本体及び圧電型アクチュエータを有することができる。プリン
トヘッド本体は、エッチングでインクチャンバが定められた、シリコンでつくることがで
きる。ノズルは、シリコンの本体に取り付けられる別体のノズルプレートで定めることが
できる。圧電型アクチュエータは、印加電圧に応答して、幾何学的形状を変える、すなわ
ち曲がる、圧電材料の層を有することができる。ノズルと通じているポンプチャンバ内の
インクを圧電層の曲がりが加圧し、インク滴が形成される。
【０００６】
　液滴形状は一般に、圧電アクチュエータに送られる駆動パルスの、電圧振幅、電圧パル
ス持続時間、波形の勾配、パルス数及びその他の可調節パラメータのような波形パラメー
タを調節することで変えられる。様々な液体に対する最適波形パラメータは特定の液体の
物理特性に応じて変わる。一般に、特定の液体に対する最適波形パラメータは経験的に決
定される。
【特許文献１】米国特許第５２６５３１５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、基板上に被着するための様々な要素組成を有する液体の開発を容易に
する方法及びシステムを提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本明細書に説明される方法、装置及びシステムは、実験室用被着システムにおいて様々
な組成の液体の被着を容易にするための技法を実施する。詳しくは、波形エディタに接続
された対話型ユーザインターフェースが様々な組成を有する液体に対して特化される波形
の実時間調節を容易にする。
【０００９】
　全体的に、一態様において、本技法は、実験室用被着システム、様々な波形パラメータ
の調節を容易にするための波形エディタ、波形パラメータの対話型調節を可能にするため
のユーザインターフェース及び、ユーザによってなされた調節に対応する液滴の実時間視
覚フィードバックを提供するための、波形エディタと通信するカメラシステムを備える、
システムとして実施することができる。
【００１０】
　本技法は以下のユーザインターフェースの特徴の内の１つまたはそれより多くを備える
ように実施することもできる。所定のプリントパターンのリストからプリントパターンを
選択し、ロードするための、パターン選択ウインドウを実装することができる。特化プリ
ントパターンを作成するためにパターン選択ウインドウを実装することもできる。実験室
用被着システムのプラテン上への基板のロード及びアンロードを容易にするための基板ロ
ード／アンロードウインドウを実装することができる。液滴射出を開始することによって
選択されたプリントパターンをプリントするためのプリント設定ウインドウを実装するこ
とができる。それぞれのノズルについて、ファイルリストに格納されている所定の波形を
選択し、選択された波形の電圧レベルを調節するためのカートリッジ設定ウインドウを実
装することができる。カートリッジ設定ウインドウは液体の乾燥及びノズルの詰まりを防
止するためのチクラー制御を可能にするためにも実装することができる。カートリッジ設
定ウインドウはさらに、液体を保持しているカートリッジの温度及びメニスカス真空設定
を調節するために実装することができる。カートリッジ設定ウインドウはさらにノズルの
適切な動作を維持するための清掃サイクルを設定するために実装することができる。様々
な波形パラメータの調節を容易にするための波形エディタウインドウを実装することがで
きる。実時間で液滴を目視検査するための液滴監視ウインドウを実装することができる。
【００１１】
　本技法は以下の波形エディタウインドウの特徴の内の１つまたはそれより多くを備える
ように実施することもできる。波形エディタウインドウ上に提示されるユーザインターフ
ェースを介して多数の波形パラメータを調節することができる。可調節波形パラメータに
は、プリントヘッドに印加される駆動パルスの、電圧レベル、スルーレート、持続時間、
セグメント数、周波数及び幅を含めることができる。パラメータはそれぞれのノズルにつ
いて、他のノズルのパラメータとは独立に、調節することができる。さらに、パラメータ
はジェット射出波形及び無ジェット射出波形について調節することができる。ジェット射
出波形はノズルから液滴射出を行うために印加される駆動パルスである。無ジェット射出
波形はノズルの詰まりを防止するために印加される、液滴射出を行わない、駆動パルスで
ある。
【００１２】
　本技法はさらに以下の液滴監視システムの特徴の内の１つまたはそれより多くを備える
ように実施することができる。それぞれの液体タイプについての液滴の特性のビデオ画像
及び静止画像を取り込むためのカメラをプリントヘッドの近くに配置することができる。
評価される液滴の特性には、液滴速度に加えて、少なくとも液滴の寸法及び形状を含める
ことができる。液滴監視システムはユーザインターフェースとともに実施して波形エディ
タと結合することができる。それぞれのノズルから射出される液滴のビデオ画像及び静止
画像を表示するディスプレイ上で波形パラメータへの調節の結果を直ちに見ることができ
る。液滴監視システムを介して捕捉される液滴の特性に依存して、波形パラメータを実時
間で適切に調節することができる。
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【００１３】
　本技法は以下の利点の内の１つまたはそれより多くを実現するように実施することがで
きる。波形エディタを液滴監視カメラシステムと組み合せることにより、実時間波形編集
が可能になり、よって様々な組成及び特性をもつ新規の液体の発見または開発の進度向上
が可能になる。さらに、少量の液体に適する液滴射出システムを用いて液体を試験するこ
とができ、貴重な試験液体の量を節約することが可能になり、したがって試験コストを低
減できる。
【００１４】
　１つまたはそれより多くの実施形態の詳細が、添付図面に示され、以下の説明で述べら
れる。その他の特徴及び利点は説明及び図面から、また特許請求の範囲から、明らかであ
ろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　様々な図面において、同様の符号は同様の要素を示す。
【００１６】
　上で論じたように、材料組成が異なる極めて多種多様な液体が利用でき、そのような液
体の数は新しい材料及び組成が研究されるとともに増大し続けている。液体は提案される
用途における有効性について試験される必要があり、液滴射出条件は特定の液体の最適な
被着について個別に決定される必要があり得る。
【００１７】
　試験される必要があり得る代表的な液体はインクであり、説明の目的のため、本発明の
技法及び液滴射出モジュールは液体としてインクを用いるプリントヘッドモジュールを参
照して以下に説明される。しかし、ディスプレイの製造に用いられる電界発光材料または
液晶材料、回路作成、例えば集積回路または回路基板の作成に用いられる金属材料、半導
体材料または有機材料、及び、例えば薬剤等のための、有機物質、生体物質または生体作
用物質のような、その他の液体を使用し得ることは当然である。
【００１８】
　例えば、タンパク質及びＤＮＡのような、生体作用物質は高価で脆弱であり、特別な取
扱い手法が必要になり得る。非接触プリントプロセスを含むインクジェット技術は、生体
作用物質の、慎重、正確かつ迅速な、微小液滴での被着を提供して、コストを最小限に抑
えるためだけでなく反応プロセスの速度を増進させるためにも理想的である。並行して行
い得るであろう、数が増大し続ける診断試験の達成を容易にするための基板として、数１
００またはそれより多くの個別の反応サイトをもつ使い捨て反応ウエルを製作することが
できる。さらに、生体作用分子の被着により、既知の物質の分子を大量に基板に与えて、
前駆体物質の非接触インクジェット被着を用いてその場で分子を作成することが可能にな
り得る。ＤＮＡ及びペプチドのようなオリゴマー物質（２つから４つのモノマーからなる
高分子）は、ＤＮＡ及びペプチドは結合合成を用いて合成されるから、インクジェット被
着に対する理想的な候補である。
【００１９】
　実験室用被着システム１０は実質的に図１～４に示されるようなシステムとすることが
できる。図１を参照すれば、筐体１１０内に液体被着装置１００を備える実験室用被着シ
ステム１０のブロック図表示が示されている。この実施形態において、液体被着装置１０
０はプロセッサ１０１に接続される。プロセッサ１０１はディスプレイ１０３（例えばモ
ニタ）及びユーザ入力デバイス１０５（例えばキーボード及び／またはマウス）に接続す
ることができる。プロセッサ１０１は、以下でさらに説明するように、液体被着装置１０
０の様々なコンポーネントに命令を与えることができる。ディスプレイ１０３及びユーザ
入力デバイス１０５により、以下でさらに説明するように、ユーザが、プロセッサ１０１
で提供されるフィードバックを見るだけでなく、動作パラメータを入力し、液体被着プロ
セスに調節を施すことが可能になり得る。
【００２０】
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　図２を参照すれば、液体被着装置１００の一実施形態が示されている。液体被着装置１
００はプリント動作中に基板を支持するように構成されたプラテン１０２を備える。集成
カートリッジ搭載部品１０４がフレーム１０６に取り付けられ、プラテン１０２の上方に
配置される。集成カートリッジ搭載部品１０４はレール１０８に沿ってｙ方向に平行移動
することができ、プラテン１０２上に配置された基板への相対運動を提供することができ
る。さらに、集成カートリッジ搭載部品１０４は、集成カートリッジ搭載部品１０４に搭
載されたプリントカートリッジと基板の間の相対垂直運動を提供するために、プラテン１
０２に対して上方及び下方に、すなわちｚ方向に、移動することができる。
【００２１】
　さらに、プラテン１０２の一方の側に液滴監視カメラシステム１０６を取り付けること
ができる。カメラシステム１０６により、液滴がプリントカートリッジ１１４から出て、
カメラシステム１６０の前面に配置された基板上にプリントされる間、ユーザが液滴を監
視することが可能になる。ノズル発射と若干位相をずらしてストロボ発光させることによ
り、ノズルと基板の間を飛行中の一連の液滴の一連の画像を得ることができる。一連の画
像を合せて見た合成写真により、ノズルから射出されている単一の液滴のビデオクリップ
を擬似的に得ることができる。実際には、「ビデオ」は若干異なる形成段階及び飛行段階
にある多くの異なる液滴について取られた一組の静止画像の合成写真である。ストロボ撮
影された画像を合せて平均をとることで合成画像を得ることができ、あるいは個々の画像
フレームのそれぞれを解析することで様々な液滴の特徴を得ることができる。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、プリントカートリッジ１１４の１つまたはそれより多く
のノズルを通して射出されている液滴の実時間ビデオ画像を取り込むために高速ビデオカ
メラが実装される。高速ビデオカメラには、電荷結合素子（ＣＣＤ）センサ、相補対称型
金属－酸化物－半導体（ＣＭＯＳ）センサまたはその他の適する画像センサを装備するこ
とができる。ＣＣＤカメラは毎秒１０００フレームまでの速度で画像を取り込むことがで
き、これは光増幅器を付加することで毎秒１,０００,０００フレームに高めることができ
る。光増幅器は、僅かにしか照明されていないシーンをカメラで視ることを容易にするた
めに画像からの可視光及び近赤外光を増幅するデバイスである。ＣＭＯＳセンサはＣＣＤ
センサより費用効率が高く、オンチップでメモリ機能及び処理機能と集積化することが容
易であり得る。ＣＭＯＳセンサは毎秒１０００フレームまでの速度で画像を取り込むこと
ができる。同様の、またはさらに高速の、フレームレートが可能なその他の画像センサを
実装することができる。形成及び飛行の様々な段階における液滴の様々な特徴を取り込む
ために液滴の実時間ビデオ画像を用いることができる。液滴の特徴を解析することで、プ
リントヘッドに送られる駆動パルスの波形特性を調節するためのフィードバック情報を提
供することができる。調節は、自動的にあるいはユーザが手動で、行うことができる。
【００２３】
　カメラシステム１６０で取り込まれたままの液滴のグラフィック表示をユーザに提供す
るためにディスプレイ１０３を用いることができる。同時に、例えば、分割スクリーンま
たはスクリーン内のマルチフレームを用いて、ノズルを起発させるためのプリントカート
リッジ１１４に備えられたアクチュエータへの駆動パルスに対応する波形のグラフィック
表示を表示することができる。ユーザは液滴及び波形を見て、ユーザ入力デバイス１０５
を用いて所望にしたがって調節を施すことができる。例えば、ユーザは、プリントカート
リッジ１１４内のプリントヘッドに送られる駆動電圧、電圧パルスの持続時間、波形の勾
配、パルス数及びその他の可調節パラメータを調節することができる。ユーザ入力は、プ
リントカートリッジ１１４内に配置された１つまたは複数のアクチュエータに送られる信
号を調節するために、プロセッサ１０１によって、例えば、プロセッサ１０１で実行され
るソフトウエアアプリケーションによって、用いられる。
【００２４】
　さらに、ソフトウエアアプリケーションには、１つまたはそれより多くの実験室用被着
システム機能に対応する複数のインターフェースを備えるグラフィカルユーザインターフ
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ェース（ＧＵＩ）２００を含めることができる。図３は、ＧＵＩ２００の一実施形態を表
すブロック図である。ユーザによる液体カートリッジの物理的装着を容易にするために液
体カートリッジ装着インターフェース２１０を実装することができる。格納されている所
定のプリントパターンのリストからのプリントパターンのユーザによる選択を容易にする
ためにパターン選択インターフェース２２０を実装することができる。所定のプリントパ
ターンは基板上への個々の液体のテストプリントを行うために用いることができる。プラ
テン１０２上への基板のロード及びプラテン１０２からの基板のアンロードを容易にする
ために基板ロード／アンロードインターフェース２３０を実装することができる。基板ロ
ード／アンロードインターフェースはプラテン１０２に対する温度及び真空の設定の調節
を容易にするためにも用いることができる。真空は液体のジェット射出中に基板を確実に
プラテン上に保持するためにはたらき、プラテンに対する温度調節は温度に敏感な液体に
対して適切な環境の創成を容易にする。プラテンの温度が調節された温度値に達してから
でなければ液体のジェット射出は行われないであろう。基板ロード／アンロードインター
フェースはさらに基板厚の調節を容易にするために実装することができる。ユーザが入れ
る基板の厚さに応じて、カートリッジ高が実験室用被着システム１０によって自動的に調
節される。カートリッジ設定の選択を容易にするためにプリント設定インターフェース２
４０を実装することができる。ユーザがカートリッジ設定を選択すると、選択されたプリ
ントパターン、基板設定及びカートリッジ設定に基づいてジェット射出プロセスを開始す
ることができる。
【００２５】
　特定の組成及び液体特性を有する液体のジェット射出にはカートリッジ設定の特化が必
要である。図４は、既知のＧＵＩタブ２１０，２２０，２３０及び２４０，ボタン２５０
，２６０，２７０及び２８０並びにメニューボタン２９０のユーザ選択を介してアクセス
することができる複数のインターフェースを含むインターフェースウインドウ２０５を有
するＧＵＩ２００の一実施形態の画面コピーである。別の実施形態では、ＧＵＩタブ２１
０，２２０，２３０及び２４０，ボタン２５０，２６０，２７０及び２８０並びにメニュ
ーボタン２９０に加えて、あるいはこれらの代りに、別のＧＵＩコンポーネントを用いる
ことができる。図４に表される実施形態において、ユーザは、図５に示されるようなカー
トリッジ設定エディタ３００を開くためにカートリッジ設定選択ウインドウ２４２の近く
に配置されているエディットボタン２４６を選択することができる。
【００２６】
　図５はカートリッジ設定エディタ３００の一実施形態の画面コピーを表す。それぞれの
タブが特定のエディタインターフェースを表す、３つのＧＵＩタブ３１０，３３０及び３
５０がユーザに提示される。「Waveform（波形）」と標示されているＧＵＩタブ３１０を
ユーザが選択して、「File（ファイル）」検索ボックス３１４を用いて所定の波形のユー
ザ選択を容易にするための波形レベルインターフェース３１２の表示を実施することがで
きる。確認済の液体のリストに対応するテンプレート波形を提供するために、所定の波形
のリストがフォルダに格納されている。液滴射出特性が未知の新規の液体をジェット射出
させる場合、ユーザはテンプレート波形の内の１つから始めて、以下の段落で説明される
ように必要な調節を波形に施すことができる。波形レベルインターフェース３１２は選択
された波形に対して電圧レベルを調節するために実施することもできる。電圧レベルは、
ユーザによる電圧増分入力ボックス３１６への電圧増分の入力及びincrease（上昇）/dec
rease（下降）ボタン３１８の選択を可能にすることによって、全てのノズルに対し一括
して等段階増分で調節することができる。あるいは、電圧レベルは、それぞれのノズルに
対して１つずつの、複数の電圧入力ボックス３２０へのユーザによる入力を可能にするこ
とによって、それぞれのノズルについて個別に調節することができる。さらに、波形レベ
ルインターフェース３１２は、「Tickle Control（チクラー制御）」３２２を可能にし、
「Tickle Control」の周波数３２４を制御するために実施することができる。
【００２７】
　ユーザが電圧レベルを調節すると、図６に示されるような波形エディタ４００により、
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ユーザによる別の波形パラメータの調節が可能になる。波形エディタ４００は、図５に示
されるような「Tools（ツール）」メニューボタン３２６または図４に示されるような「W
aveform Editor（波形エディタ）」ボタン２５０をユーザが選択することによって、起動
され、ユーザに表示される。波形エディタ４００の左側に「Jetting Waveform（ジェット
射出波形）」画面４１０及び「Non-Jetting Waveform（無ジェット射出波形）」画面４２
０が配置される。ジェット射出波形は液体のジェット射出を行うためにノズルに印加され
る駆動パルスを表す。無ジェット射出波形は、液体のジェット射出を行わずに液滴のメニ
スカスを移動させるためにノズルに印加される、ジェット射出波形より振幅が小さい駆動
パルスを表す。「Tickle Control」をイネーブルにすることで「Non-Jetting Waveform」
が起動される。ユーザは、「Jetting Waveform」画面４１０及び「Non-Jetting Waveform
」画面４２０に表示される波形の特定のセグメントを選択することによって、特定の波形
セグメントについて波形パラメータを選択的に調節することができる。セグメントのユー
ザ選択はマウスクリックによって行うことができる。ユーザがセグメントを選択すると、
％電圧レベル４２２，スルーレート４２４，持続時間４２６，スルー，周波数４２８及び
幅４３０のいずれかの設定が選択されたセグメントについて行われる。さらに、「Add Se
gment（セグメント追加）」ボタン４３２または「Delete Segment（セグメント削除）」
ボタン４３４を選択することによってセグメントを追加または削除することができる。
【００２８】
　波形パラメータは様々な液体のそれぞれの液体特性に整合するように調節することがで
きる。粘度がより高く、より濃い液体に対しては、波形の電圧レベルをより高いレベルに
調節する必要がある。同様に、より急峻なスルーレートすなわち波形の立上がり時間が必
要である。一般に、粘度が高くなるほど液体の応答性が低くなり、高周波性能が高くなる
。低粘度液体では、必要な電圧が低くなり、立上がり時間が長くなり、駆動パルス形状へ
の応答性が高くなる。低粘度液体は高周波では同様の性能を示さない。図７は４つのセグ
メント５１０，５２０，５３０及び５４０からなる例示波形５００を表す。初めの２つの
セグメント５１０及び５２０は液滴の速度及び形状に最も重要な影響を有する。良好な液
滴速度及び良好な液滴形状を得るための基本戦略は、液滴形状が許容できることを目視検
査しながら、電圧を比較的高いレベルに設定することである。プラテン１０２の一方の側
に取り付けられた液滴監視カメラシステム１６０を用いて、ノズルからの液滴形状を観察
することができる。次いで、液滴形状の目視検査に基づいて、初めの２つのセグメント５
１０及び５２０を調節することができる。目標は、良好な液滴形状を維持しながら、より
高い液滴速度を得ることである。電圧を下げることで液滴形状を改善することができ、後
の２つのセグメント５３０及び５４０の少しの調節で液滴形状をさらに改善することがで
きる。
【００２９】
　図８に示されるような「Drop Watcher Viewer（液滴監視ビュワー）」６００によって
、液滴監視カメラシステム１６０によって取り込まれた液滴形状の静止画像及びビデオ画
像をユーザに表示することができる。「Drop Watcher（液滴監視）」ボタン２６０をユー
ザが選択することによって、「Drop Watcher Viewer」６００の表示を起動することがで
きる。一実施形態において、与えられた液体専用の波形の特化を容易にするために、「Wa
veform Editor」と「Drop Watcher Viewer」が同時にユーザに提供され、表示される。こ
れにより、ユーザによる上述したような波形への実時間調節の実施が可能になる。「Drop
 Watcher Viewer」６００によって、ユーザはカートリッジのノズル及びノズル表面を見
ることができ、液体のジェット射出を監視することができる。ユーザはそれぞれのノズル
を選択してそれぞれのノズルの液体発射を目視検査することができる。所望のノズル上で
マウスをクリックすることで、そのノズルを発射させ、あるいはそのノズルの発射を止め
る。画面の左下近くに、ユーザが液滴監視カメラシステムの焦点を１つのノズル及びその
ノズルから射出される液滴に合せることを可能にする、２つの矢印ボタン６１０及び６２
０もある。あるいは、またはさらに、本システムは波形の調節を制御するための（例えば
ソフトウエア及び／またはハードウエアに１つまたはそれより多くのアルゴリズムとして
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実装された）自動化または半自動化インテリジェント機能を備えることができる。例えば
、被着システムによって出力されている液滴の特性を決定し、次いで所定の規準に基づい
て発射波形を自動的に調節するために、（ユーザ入力を必要としない）自動化アルゴリズ
ムまたは（少なくともいくらかはユーザ入力を必要とする）半自動化アルゴリズムがカメ
ラ出力に光学的物体認識手法を適用することができるであろう。
【００３０】
　本システムは２つの異なるビューモードをユーザに提供する。「Movie Mode（動画モー
ド）」ボタン６３０上でのマウスクリックにより、液滴がノズルから射出されたままの飛
行中の液滴をユーザが監視することが可能になる。「Movie Mode」が選択されていなけれ
ば、ユーザはより厳密な検査及び測定のために飛行中の液滴を「停止」させることができ
る。ストロボ遅延を調節することにより、ユーザはノズルを出た後の液滴を様々な位置で
停止させることができる。「Movie Mode」にない間に、ストロボ遅延を１００μｓ（マイ
クロ秒）に設定することによって速度測定を行うことができる。これにより、発射パルス
後１００μｓの液滴を捕捉することができる。「Drop Watch Viewer」上で「Tools」メニ
ューボタン３２６から「Graticule scale（十字目盛）」を選択することにより、電子的
に目盛が画面上に表示される。ユーザはノズル上でマウスをクリックし、目盛のＯ線に沿
ってドラッグすることにより、液滴が１００μｓ内に飛行した距離を決定することができ
る。このμｍ/μｓ単位の速度測定値はｍ/ｓ単位に変換することができる。様々なノズル
上でマウスをクリックすることによってそれぞれのノズルについて同様の速度測定を行う
ことができる。他の形式の目盛も「Tools」メニューボタンに実装することができる。
【００３１】
　図５に戻って参照すれば、次のＧＵＩタブ「Cartridge（カートリッジ）」３３０をユ
ーザが選択するとカートリッジ設定インターフェース３３２（図９）が開かれる。上述し
たように、カートリッジ内の液体の粘度が高すぎる場合は、ユーザによる「Cartridge te
mperature input box（カートリッジ温度入力ボックス）」３３４への所望の温度の入力
を可能にすることによって、カートリッジ温度をより高いレベルに調節するようにインタ
ーフェースを実施することができる。カートリッジ温度の上昇は効果的にカートリッジ内
の液体の温度を上げ、液体の粘度を下げる。
【００３２】
　ユーザが「Cleaning Cycles（清掃サイクル）」タブ３５０を選択すると、プリントの
ためのユーザによるカートリッジメンテナンスプロファイルの設定を可能にするために清
掃サイクルインターフェース７００（図１０）を開くことができる。ユーザは、対応する
ファイル選択ウインドウを用いて、「Start of Printing（プリント開始）」７０４，「D
uring Printing（プリント中）」７０４，「End of Printing（プリント終了）」７０６
及び「While Idle（アイドリング中）」７０８における実行のために、所定の清掃サイク
ルを選択することができる。さらに、ユーザは「During Printing」及び「While Idle」
における清掃サイクル実行の頻度を選択することができる（７１２及び７１４）。メンテ
ナンスを必要としない液体もあるが、ノズルを清浄に保ち、適切に機能するようにしてお
くために、頻繁なメンテナンスを必要とする液体もある。ノズルを清浄に保つ工程は、気
泡を除去するためにノズルを通して液体を押す工程を含むことができる。図１１は、既存
の清掃サイクルパラメータを編集し、新規の清掃サイクルを作成するための、「Cleaning
 Cycle Editor（清掃サイクルエディタ）」７５０を表す。ユーザは「Tools」メニューボ
タン７１０を介して「Cleaning Cycle Editor」を開くことができる。清掃サイクルは、
カートリッジが単に清掃ステーションに行き、カートリッジが清掃パッドで「拭われる」
、「２秒拭き」のような非常に簡単なものとすることができる。清掃サイクルは長くかか
るいくつかの作業とすることもできる。清掃サイクルを作成するため、ユーザは、「Spit
（吐出）」７５２，「Purge（パージ）」７５４または「Blot（拭い）」７５６のボタン
上でクリックすることができる。次いでユーザは、「Time（時間）」７５８，「Frequenc
y（頻度）」７６０または「Post Delay（後遅延）」７６２の入力ボックスについて、数
字を入力するかまたは矢印を用いることができる。「Add（追加）」ボタン７６４上のク
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リックで清掃サイクルがテーブル７６６に入るであろう。ユーザが作成した清掃サイクル
は「File」メニューボタン７６８を選択することによってセーブすることができる。将来
における識別を容易にするために、格納される清掃サイクルのそれぞれにはパラメータを
表す適切なファイル名が与えられるべきである。「Run Now（今すぐ実行）」ボタン７７
０のマウスクリックによって選択された清掃サイクルが実行される。
【００３３】
　図５に戻って参照すれば、新規のプリントパターンを作成するかまたは既存のプリント
パターンを編集するためのパターン選択インターフェース８００を起動するために、マウ
スクリックによって「Select Pattern（パターン選択）」タブ２２０を選択することがで
きる。図１２はファイルに格納されている所定のプリントパターンを選択するための「Se
lect（選択）」ボタン８１０及び所定のプリントパターンを編集するかまたは新規のプリ
ントパターンを作成するための「Edit（編集）」ボタン８２０を有するパターン選択イン
ターフェース８００の画面コピーを示す。図１３はあらかじめ定められておかれそうなプ
リントパターン８１５の代表的なリストを表す。ユーザは、「Edit」ボタン８２０上でマ
ウスをクリックし、「Pattern Editor（パターンエディタ）」８３０（図１４）を起動す
ることによって、新規のプリントパターンを作成することができる。「Substrate（基板
）」編集領域８４０により、ユーザが「Width（幅）」ボックス８４２及び「Height（高
さ）」ボックス８４４に値を入力することによる「Dimensions（寸法）」すなわち総プリ
ント領域の編集が可能になり得る。一般に、ジェット射出は１枚の基板だけに行われるが
、ユーザはプラテン上に小さめの基板を何枚かおいて、一回でそれらの基板にジェット射
出を行うことができるであろう。例えば、ＤＮＡのような生物学的液体をジェット射出す
る場合、基板は、多数の反応プロセスを行うためにそれぞれのウエル内に少量のＤＮＡを
ジェット射出するための多数のウエルの集合体とすることができるであろう。ユーザは、
「Print Area Preview（プリント領域プレビュー）」ボタン８４６上でマウスをクリック
して、ユーザ指定領域を示すポップアップウインドウ８４８（図１５）を開くことができ
る。ウインドウの総領域はプラテン１０２を表す。基板がプラテンより小さければ、基板
は白色領域内部のベージュ色で形どられた「Substrate（基板）」領域８４９として示さ
れるであろう。ユーザは次いで表示されたプリント領域に基づいて必要な調節を施すこと
ができる。
【００３４】
　「Substrate」編集領域８４０の下に、ユーザによる「Substrate」領域内の線描「Patt
ern Block（パターンブロック）」の指定を可能にする、「Pattern Block Edit（パター
ンブロック編集）」領域８５０を配置することができる。「Pattern Block Edit」領域８
５０において、ユーザはパターン領域の始点をＸ－Ｙ座標８５２で入力することができる
。パターンの総領域を指定するために「Width（幅）」８５４及び「Length（長さ）」８
５６も指定することができる。「X-Separation（Ｘ-間隔）」ボックス８５８及び「Y-Sep
aration（Ｙ-間隔）」ボックス８５８にそれぞれのパターンの間隔及び、横方向にプリン
トされるパターンの数（X Count（Ｘカウント））８６２及び縦方向にプリントされるパ
ターンの数（Y Count（Ｙカウント））８６４を入力することによって、ユーザ指定プリ
ント領域に複数の同じパターンをプリントすることができる。これは上述したＤＮＡジェ
ット射出用途にも適用できる。
【００３５】
　第３の「Pattern Edit」領域はパターンの始点及びパターンの形状を指定するための「
Pattern Block Drop Position（パターンブロック液滴位置）」領域８７０とすることが
できる。「Pattern Block Drop Position」領域８７０において、ユーザはパターン内の
最初の液滴被着場所の位置をＸ－Ｙ座標８７２で入力することができる。ユーザはパター
ンの形状の「Width（幅）」８７４及び「Height（高さ）」８７６も入力することができ
る。太さが２００μｍの１０ｍｍ長横線に対して、ユーザはＸ方向の長さ（X Width = 10
 mm）及びＹ方向の幅（Y Height = 200 μm）を入力することができる。同様の縦線に対
しては、X Width = 200 μm及びY Height = 10 mmである。すなわち、生成されるパター
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ンはX Width及びY Heightからなる矩形とすることができる。ユーザは、適切なボックス
に形状についての寸法を入力し、「Add（追加）」ボタン８７８をマウスでクリックして
パターンをテーブル８８０に入れることができる。ユーザはポップアップウインドウ８８
４（図１６）を開いて指定されたパターンを表示するために「Preview Drops（液滴プレ
ビュー）」ボタン８８２上でマウスをクリックすることができる。ユーザはテーブル８８
０内の形状を指定するデータの線上でマウスをクリックすることができ、その形状は「Pr
eview Drops」ウインドウ８８４上に赤いスポット８８６として示されるであろう。ユー
ザは個々のスポットを見るために形状を拡大及び縮小することができる。ユーザは、テー
ブル８８０内で線をハイライト表示し、「Add（追加）」ボタン８７８をマウスでクリッ
クしてその形状を複写することもできる。複写された形状は適切なボックスで始点のＸ－
Ｙ座標８７２が調節されない限り、元の形状の直上に嵌め込まれるであろう。「Substrat
e」編集領域８４０に戻って参照すれば、「Grid Spacing（グリッド間隔）」８９０はパ
ターンを形成するためにジェット射出される液滴間のＸ－Ｙ距離である。例えば５０μｍ
の「Grid Spacing」により、液滴はＸ方向に５０μｍ間隔及びＹ方向に５０μｍ間隔でジ
ェット射出されてパターンが形成されるであろう。したがって、幅が１００μｍで高さが
１０ｍｍの縦線については、システムは、高さ方向２０００個分にわたって、Ｘ方向に３
個の（１個は一方の辺に、次の１個は５０μｍ離して、また次の１個は他方の辺のために
１００μｍ離して）液滴を配置することになろう。
【００３６】
　図１７は、波形パラメータに対する調節を容易にする方法を要約したフローチャートで
ある。第１の工程９１０において、複数のノズルに駆動パルスが印加される。駆動パルス
の振幅は液滴射出を行うに十分な大きさとするべきである。第２の工程９２０において、
液滴監視カメラシステムが、ユーザが選択したノズルからの液滴の形状の実時間像を取り
込む。液滴射出を最適化するためには、要素組成並びに液滴の形状及び特性に依存して、
１つまたはそれより多くの波形パラメータを調節する必要がある。第３の工程９３０にお
いて、ユーザはノズルから射出される液滴の実時間画像を査閲し、適切な波形パラメータ
を調節する。
【００３７】
　プロセッサ１０１で実行することができる機能に関して多くを上に説明した。１つより
多くのプロセッサを用いることができ、プロセッサ１０１への言及が例示であることは当
然である。さらに、一実施形態において、ユーザ入力デバイスは、例えばタッチパッド及
び／またはタッチスクリーンとして、液体被着装置１００上に直接に取り付けることがで
きる。その他の形態のユーザ入力デバイスを用いることもできる。
【００３８】
　本明細書に説明される主題の実施形態及び機能動作は、デジタル電子回路で実施するこ
とができ、あるいは、本明細書に開示される構造及びそれらの構造的等価物を含む、コン
ピュータソフトウエア、ファームウエアまたはハードウエア、あるいはこれらの内の１つ
またはそれより多くの組合せで実施することができる。本明細書に説明される主題の実施
形態は、１つまたはそれより多くのコンピュータプログラム製品として、すなわち、デー
タ処理装置による実行またはデータ処理装置の動作を制御するための実行のために、実質
的プログラム記憶媒体上にコード化されたコンピュータプログラム命令の１つまたはそれ
より多くのモジュールとして、実施することができる。実質的プログラム記憶媒体は、伝
搬される信号またはコンピュータ読取可能媒体とすることができる。伝搬される信号は人
工的に発生された信号、例えば、情報をコード化してコンピュータによる実行に適する受
信装置への送信のために発生される、マシン生成の、電気信号、光信号または電磁信号で
ある。コンピュータ読取可能媒体は、マシン読取可能格納デバイス、マシン読取可能格納
基板、メモリデバイス、マシン読取可能伝搬信号を生じる要素の複合体、またはこれらの
内の１つまたはそれより多くの組合せとすることができる。
【００３９】
　術語「データ処理装置」は、例として、プログラマブルプロセッサ、コンピュータある



(16) JP 2009-515725 A 2009.4.16

10

20

30

40

50

いはマルチプロセッサまたはマルチコンピュータを含む、データを処理するための全ての
装置、デバイス及びマシンを包含する。装置には、ハードウエアに加えて、当該コンピュ
ータプログラムに対して実行環境をつくりだすコード、例えば、プロセッサファームウエ
ア、プロトコルスタック、データベース管理システム、オペレーティングシステムまたは
これらの内の１つまたはそれより多くの組合せを構成するコードを含めることができる。
【００４０】
　（プログラム、ソフトウエア、ソフトウエアアプリケーション、スクリプトまたはコー
ドとしても知られる）コンピュータプログラムは、コンパイラ言語またはインタープリー
ター言語あるいは宣言型言語または手続き型言語を含む、いずれかの形態のプログラミン
グ言語で書くことができ、スタンドアローンプログラムとして、あるいはモジュール、コ
ンポーネント、サブルーチンまたはコンピュータ環境での使用に適するその他のユニット
としての形態を含む、いずれかの形態で展開することができる。コンピュータプログラム
はファイルシステム内のファイルに必ずしも対応しない。プログラムは、その他のプログ
ラムまたはデータ（例えば、マークアップ言語ドキュメントに格納された１つまたはそれ
より多くのスクリプト）を保持するファイルの一部、当該プログラム専用の単一ファイル
または複数の協調ファイル（例えば１つまたはそれより多くのモジュール、サブプログラ
ムまたはコード部分を格納するファイル）に、格納することができる。コンピュータプロ
グラムは１つのコンピュータあるいは１つのサイトにおかれているかまたは、複数のサイ
トにわたって分散され、通信ネットワークによって相互接続された複数のコンピュータ上
で実行されるように展開することができる。
【００４１】
　本明細書に説明されるプロセス及び論理フローは、入力データに関して動作し、出力を
生成することで機能を実施するために１つまたはそれより多くのコンピュータプログラム
を実行する１つまたはそれより多くのプログラマブルプロセッサによって実施することが
できる。プロセス及び論理フローは、専用論理回路、例えばＦＰＧＡ（フィールドプログ
ラマブルゲートアレイ）またはＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）によって実施すること
もでき、専用論理回路、例えばＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）また
はＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）として装置を実施することもできる。
【００４２】
　コンピュータプログラムの実行に適するプロセッサには、例として、汎用マイクロプロ
セッサ及び専用マイクロプロセッサの両者があり、いずれかのタイプのデジタルコンピュ
ータのいずれかの１つまたはそれより多くのプロセッサがある。一般に、プロセッサはリ
ードオンリメモリまたはランダムアクセスメモリからあるいはその両者から命令及びデー
タを受け取るであろう。コンピュータの基本要素は命令を実行するプロセッサ並びに命令
及びデータを格納するための１つまたはそれより多くのメモリデバイスである。一般に、
コンピュータはまた、データを格納するための１つまたはそれより多くの大容量記憶装置
、例えば、磁気ディスク、光磁気ディスクまたは光ディスクを有するか、データを受け取
るかまたはデータを転送するためにそのような大容量記憶装置に動作可能な態様で接続さ
れるか、あるいはその両者であろう。しかし、コンピュータがそのようなデバイスをもつ
必要はない。さらに、コンピュータは別のデバイス、例えば、ごく少数を挙げれば、携帯
電話、電子手帳（ＰＤＡ）、携帯型オーディオまたはビデオプレイヤー、ゲーム操作機、
全地球測位システム（ＧＰＳ）受信器に内蔵することができる。
【００４３】
　コンピュータプログラム命令及びデータの格納に適するコンピュータ読取可能媒体には
、例として、半導体メモリ素子、例えば、ＥＰＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭ，フラッシュメモリ
素子、磁気ディスク、例えば、内蔵ハードディスクまたは着脱式ディスク、光磁気ディス
ク、並びにＣＤ-ＲＯＭおよびＤＶＤ- 　　　 ＲＯＭディスクを含む、全ての形態の、不
揮発性のメモリ、媒体及び記憶装置がある。プロセッサ及びメモリは、専用論理回路で補
助することができ、あるいは専用論理回路に組み込むことができる。
【００４４】
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　ユーザとの対話を提供するため、本明細書に説明される主題の実施形態は、ユーザに情
報を表示するためのディスプレイ装置、例えばＣＲＴ（陰極線管）モニタまたはＬＣＤ（
液晶ディスプレイ）モニタ、並びに、ユーザがそれを用いてコンピュータに入力を与える
ことができる、キーボード及びポインティングデバイス、例えばマウスまたはトラックボ
ールを有する、コンピュータ上で実施することができる。ユーザとの対話を提供するため
に他のタイプのデバイスも同様に用いることができる。例えば、ユーザからの入力は、音
響入力、音声入力またはタッチ入力を含む、いずれの形態でも受け取ることができる。
【００４５】
　本明細書に説明される主題の実施形態は、バックエンドコンポーネントを、例えばデー
タサーバとして備えるか、またはミドルウエアコンポーネント、例えばアプリケーション
サーバを有するか、またはフロントエンドコンポーネント、例えば、ユーザがそれを介し
て本明細書に説明される主題の実施形態と対話できる、グラフィカルユーザインターフェ
ースまたはウエッブブラウザを有するクライアントコンピュータを備えるか、あるいはそ
のようなバックエンドコンポーネント、ミドルウエアコンポーネントまたはフロントエン
ドコンポーネントの内の１つまたはそれより多くのいずれかの組合せを備える、コンピュ
ータシステムで実施することができる。システムのコンポーネントは、デジタルデータ通
信のいずれかの形態または媒体、例えば通信ネットワークによって、相互接続することが
できる。通信ネットワークの例には、ローカルアリアネットワーク（ＬＡＮ）及び広域ネ
ットワーク（ＷＡＮ）、例えばインターネットがある。
【００４６】
　コンピュータシステムはクライアント及びサーバを有することができる。クライアント
及びサーバは一般に互いに離れており、一般に通信ネットワークを介して対話する。クラ
イアントとサーバの関係は、それぞれのコンピュータ上で実行され、互いにクライアント
-サーバ関係を有する、コンピュータプログラムによって生じる。
【００４７】
　本明細書は多くの明細を含むが、それらの明細は、いずれかの発明のまたは特許請求さ
れ得る発明の、範囲に関する限定として解されるべきではなく、特定の発明の特定の実施
形態に特有であり得る特徴の説明として解されるべきである。個別の実施形態の状況にお
いて本明細書で説明されるいくつかの特徴は単一の実施形態において組み合せて実施する
こともできる。逆に、単一の実施形態の状況において説明される様々な特徴は複数の実施
形態において個別に、あるいはいずれか適する副次的組合せで、実施することもできる。
さらに、特徴はいくつかの実施形態において作用するとして上述され、そのようなものと
して初めは特許請求されさえもするが、特許請求される組合せによる１つまたはそれより
多くの特徴はその組合せから削除され得る場合もあり、特許請求される組合せは副次的組
合せまたは副次的組合せの変形に向けられ得る。
【００４８】
　同様に、動作は図面に特定の順序で示されるが、そのような動作が図示される特定の順
序であるいは順番に実施されるか、あるいは図示される動作の全てが実施されることが、
所望の結果を達成するために必要であると理解されるべきではない。ある環境においては
、マルチタスク及び並行処理が有利であり得る。さらに、上述した実施形態における様々
なシステムコンポーネントの分離は、全ての実施形態においてそのような分離が必要であ
ると理解されるべきではなく、所望のプログラムコンポーネント及びシステムが一般に、
単一のソフトウエア製品に統合され得るかまたは複数のソフトウエア製品にパッケージさ
れ得ることは当然である。
【００４９】
　多くの実施形態を説明した。その他の実施形態は添付される特許請求の範囲内にある。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】実験室用被着システムのブロック図である
【図２】液滴監視カメラを備える液体被着装置を示す
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【図３】グラフィカルユーザインターフェースのブロック図である
【図４】プリント設定インターフェースの表示画面コピーである
【図５】カートリッジ設定インターフェースの表示画面コピーである
【図６】波形エディタインターフェースの表示画面コピーである
【図７】波形の線画表示である
【図８】液滴監視ビュアー表示の略図である
【図９】カートリッジ設定インターフェースの表示画面コピーである
【図１０】清掃サイクルインターフェースの表示画面コピーである
【図１１】清掃サイクルエディタの表示画面コピーである
【図１２】パターン選択インターフェースの表示画面コピーである
【図１３】ファイルに格納されている所定のプリントパターンのいくつかを示す
【図１４】パターンエディタの表示画面コピーである
【図１５】プリント領域プレビュースクリーンの表示画面コピーである
【図１６】液滴プレビュースクリーンの表示画面コピーである
【図１７】実時間波形編集を実施する方法のフローチャートである
【符号の説明】
【００５１】
　１０　　実験室用被着システム
　１００　　液体被着装置
　１０１　　プロセッサ
　１０２　　プラテン
　１０３　　ディスプレイ
　１０４　　集成カートリッジ搭載部品
　１０５　　ユーザ入力デバイス
　１０６　　フレーム
　１０８　　レール
　１１０　　筐体
　１１４　　プリントカートリッジ
　１６０　　液滴監視カメラシステム
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】



(22) JP 2009-515725 A 2009.4.16
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【図１６】 【図１７】
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